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大尺寸钼酸锂(LMO)晶体下降法制备

钼酸锂(LMO)晶体高纯烧结原料制备

报告内容



Czochralski Method Bridgman Method

晶体制备方法



• 设备成本昂贵。
• 晶体形状及尺寸易受到限制，晶体利

用效率较低。
• 坩埚敞开，组分易高温挥发。
• 生产效率较低。

 具备强迫对流，排杂能力强。
 炉体形状适合温场分布，温场均匀，

易控制。
 机械化、自动化程度高，晶体分散性

好。

 设备成本低廉。
 晶体形状及尺寸可调，晶体利用效

率较高。
 坩锅可密封，可减少挥发。
 适合规模化生长。

• 熔体自然对流很弱，排杂能力低，
晶体性能易不均匀。

• 炉体较大，温场控制困难，不均匀
性较大。

• 生长环节、影响因素众多。

提拉法 下降法

晶体制备方法
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多坩埚下降法晶体制备



多坩埚下降炉剖面图 单坩埚剖面示意图

多坩埚下降法晶体生长



低温区
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下降炉晶体生长温度分布示意图

多坩埚下降法晶体生长



大尺寸钼酸锂晶体研制

Fi55*100mm
Alfa 2N

利用下降法首次生长即得到Fi55*100mm尺寸钼酸锂晶体，

说明目前的下降法制备技术完全适合于LMO晶体制备。



大尺寸钼酸锂晶体研制

在绿激光照射下，LMO晶体内部无肉眼可见散射颗粒。



高纯钼酸锂烧结料研制

高纯LMO晶体必须应用高纯LMO烧结原料。

市售阿拉丁原料：Li2CO3-4N，MoO3-3N

烧结参数：烧结温度，保温时间，及后处理

对3种不同烧结原料，利用提拉法生长LMO晶体

样品尺寸：60mm、2mm厚度

样品处理：透过率测试比较
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高纯钼酸锂烧结料研制
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高纯钼酸锂烧结料研制



中国科学院上海应用物理研究所
5#样品等离子质谱元素分析结果

元素 检测浓度（µg/g）

133Cs 0.03

238U 0.007（半定量）

182W 16.6

其它 小于空白值

等离子质谱元素分析


133Cs及238U应该为原料中带入


182W有可能在烧结过程中引入



• 现有下降法生长工艺完全可用于大尺寸LMO晶体制备。

• LMO原料烧结合成中，烧结温度高、保温时间长、适当后处
理有利于高纯LMO晶体制备。

 进一步提高烧结原料纯度。

 利用下降法及提拉进行高纯晶体生长。

 利用下降法生长大尺寸高纯LMO晶体

目前工作进展

下一步工作打算

钼酸锂晶体研制
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